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半導体分野における
ゼロエミッション・
資源循環への貢献

研究内容
 対象組成の廃水から有価

資源を高効率に分離する
プロセスを開発

研究成果
 フッ素の回収可能性を

実証
 反応メカニズムの解析

期待される効果・貢献
 フッ素資源サプライ

チェーンの革新
 廃棄物削減

研究の目的
 半導体製造工程で発生する

廃水から重要資源を回収
 エッチング等で生じる

フッ素含有廃水等を対象
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